Nn.4. ICCNEQOBAHUE TEEOMETPUYECKUX U OUSUNYECKUNX
XAPAKTEPUCTUK TOHKUX MIEHOK

Ilexp padoThI: M3ydeHNE CITOCOOOB KOHTPOJIS M U3MEPEHUST TEOMETPUUECKIAX
(TommuHa) 1 GU3NIECKUX (aare3us ) XapaKTepUCTUK TOHKOIJIEHOYHBIX ITOKPBITUIH,
¢(hOPMUPOBAHHBIX PA3TUIYHBIMU METOAAMMU.

Pemaembie 3aaaun

1. M3yyeHne KOHCTPYKILIMU UHTep(epeHIIMOHHOTO MUKpockona MU -4M c
GboTOREKTPUUECKUM MUKPOMETpOM U aiaresuMerpa Elcometer.

2. N3yyeHue 0a30BbIX IPUHIIUIIOB paOOThl C aBTOMATU3UPOBAHHOM IIPOTrpam-
MOl BbIUMCIEHUST MUKpouHTephepoMmeTpa MUN-4M B pexxnme U3MepeHusl TOJI-
LIMHBI TOHKOIJIEHOYHOI'O MOKPBITHSI.

3. [IpoBeneHue U3MEepPEeHUN TOJILIMHBI TOHKOIJIEHOYHOTO MOKPHITUS Ha 00-
pasliax, MoAroTOBJIEHHbBIX B JJabopaTopHoli pabore No 3.

4. TTpoBeneHre U3MEepEeHUN aare3aun oopasuoB, chOPMUPOBAHHBIX METOIAMU
TEPMHUUECKOT0 MCITAPEHUST 1 MAaTHETPOHHOTO PaCIIBbIICHMUS.

5. CpaBHUTENIbHBIN aHAIU3 U3MEPEHHBIX TOIIIUH Ha MUKpockornnie MUU-4 u
paccuMTaHHbIX B JJabopaTopHoil padote Ne 3.

6. OdopmiieHre OoTYeTa M TIPEACTABICHUE €T0 K 3aIlluTe.

MeTtonuyeckue yKazaHus
[Ipexae yeM MPUCTYMUTh K padoTe Ha YHUBEPCATIbHON BaKyyMHOH YCTaHOBKE,
cienyeT U3y4yruTh MHCTPYKIIMIO MO IKCILTyaTallMi YCTAHOBKM.

Texnuka Ge30macHoCTH

Hurepdepenumonnblii Mukpockon MMM -4 ynpasnsiercst HanpsokeHuem 220 B.
Okcrtyarauuio Mukpockorna MMUM-4 cneayet mpoBoauTh B cootBeTcTBUM ¢ [TTO
9JIeKTpOyCcTaHOBOK noTpedutesneit u [1Th npu skcnayaTauuu 3JeKTpOyCTaHOBOK
norpeduTeseit 1js1 3JAeKTPOYCTaHOBOK HarmpsikeHueM 1o 220 B.

KpaTkmii KOHCIIEKT TeopeTH4ecKoil 4acTu

M3yyeHune TeopeTnyecKoi YacTu MPOBOAUTCS MO METOAUYECKUM YKa3aHUSM
K J1abopaTOpHBIM paboTaM 1o Kypcy « BbICOKOBaKYyyMHbIE TEXHOJIOTMYECKUE TTPO-
LIeCChbl B MPUOOPOCTPOCHUM»).

IToaroroBka K nMpoBeAeHHIO JA00PATOPHOIT padOTHI (BBHIMOJIHSETCS MPenoaaBare-
JieM WM MHXKEHEePOM)

1. Boibop maTepuraia katoaa JIJisi [yroBOro UCIapuTeIsl U ero yCTaHOBKa B MC-
napuTeb.

2. [NoaroroBKa YHMBEpCATbHOM BaKyyMHOI YCTAHOBKH K paboTe.
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IIpoBenenue 1adopaTopHoii padOTHI

1. O3HaKOMUTHCS C TPUHLIMIIOM U3MEPEHUS TONIIMHBI Ha MHTep(hEePEeHILIMOH-
HoM Mukpockone MUN-4M.

2. O3HAKOMUTHCS C TIPUHIIMIIOM M3MEPEHUS aare3uy ¢ IMTOMOIIBIO aare3uMe-
Tpa Elcometer.

3. VI3aMepuTh TOIIIMHY NOKPBITUI, MOJYYEeHHBIX METOIAMU TEPMUYECKOTO UC-
MapeHusi U MarHeTPOHHOI'O pacmblIeHUsT B JabopaTopHoit padoTe No 3.

4. CpaBHUTH U3MEPEHHYIO TOIIINHY Ha MUKpockonie MU -4 ¢ paccunranHoi
TOJILIUHOW.

5. U3meputsb aare3uio moKphITUii, chOpMUPOBAHHBIX METOAAMU TEPMUUIECKO-
To UCIapeHUs] U MarHETPOHHOIO pacHbLICHUS.

6. [TpoaHaM3upoBaTh MOJYYCHHBIC PE3YJIBTATHI.

7. IloArOTOBUTH OTYET U MPEACTaBUTh €0 K 3alllUTe MpernoaaBaTelio.
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Ilpunoxcenue

MITY mm. H.D. BAYMAHA

KA®EJPA MT-11
«BJIEKTPOHHBIE TEXHOJIOTU B MAIIMHOCTPOEHUN »

OrueT 110 JJabopaTopHOit paboTte Ne 4
«MccnenoBaHne reOMETPUYSCKHUX M (DU3NIECKUX XaPaKTEPUCTUKTOHKUX TUICHOK»

®UO cryneHTa ITpynma [Hata BeinojaHeHus | Iloamuchk cTyaeHTa
OueHka bonyc JlaTa 3aIuThl [Noanuck
(max 5) 3a CJIOKHOCTh nperoaaBatess

1. KpaTKMi1 KOHCMEKT TeOpeTHMUYeCKOM YacTu

M3 Kakux OCHOBHBIX 2JIEMEHTOB COCTOUT I/IHTCp(bCpCHHI/IOHHBIﬁ MUKPOCKOIT

MWUN-4?
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B yeMm 3akimiouaeTcd MPUHIUI pabOTHl MHTePMEPEHIIMOHHOIO MUKPOCKOITA
MHUUN-4?

2, Pe3ynbTaTtbl USMEpPEHUMI

Hsmepenue moaujunsl nokpoimus, cpopMuUpo8anHo20 mepmMu1ecKum UcnapeHuem
1. ITapameTp A — ,

2. ITapameTp B — ,

3. IMapameTtp k — )

4. TommuHa OKPHITUS A, =

H3zmepenue moaujuHsl NOKPbIMUs, COPMUPOBAHHO20 MACHEMPOHHBIM PACHbLACHUEM
1. ITapameTp A — ,

2. ITapameTp B — )

3. [MTapametp k — ,

4. TonmuHa NOKpLITUA. h, =
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3. CpaBHEHUE U3MEPEHHOM TONLLMUHDbI U PAaCCUUTAHHOM

(DaKTOPLI, ITOBJIMABIIMEC HAa PACXOXIACHUE paCYCTHOIO 1 UISMEPEHHOI'O 3HA4YC-
HUIA TOJIIIWHBI TIOKPBITUA:

4, Pe3ynbTaTbl U3MEpPEHHa aaresmm

Ne obpasua | Tepmuyeckoe ucnapeHus | MarHeTpoHHOE paclibUleHUe OlieHKa aare3uun
1
2
3

5. CpaBHeHUe aaresmm TOHKOMNJI€EHOYHOro NOKpPbITUS, MONTYYEHHOro
pPa3HbiMM MeTOOaMMU

cDaKTOpr, MOBJIMABIINEC HAa pas3jiniyne aJINe3MOHHOM IIPOYHOCTH TOHKOIIJICHOY-
HbIX l'[OKprTI/IfI, IIOJIYYEHHBIX ME€TOJaMM TEPMHNYCCKOTO UCTIapEHMA 1 MAarHETPOH-
HOTI'O paCIIbUICHMUSI:
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6. BbiBOAbI

7. KOHTpOJIbHbIE BOMPOCHI

1. Hzmepenue moawgunvl MoHKONACHOUHBIX NOKpoimull Ha muxpockone MUH-4
AeMHCUM OCHOBAHO HA AGACHUU:

a) uHTephepeHLInH;

0) audpakiuu;

B) ABYJy4eNpPeJIOMIICHUSI.

2. Hamepenue adze3uu memnooom cKpatiouposanusi 0aem oueHKy ee 3HA4eHU:

a) KaYeCTBEHHYIO;

0) KOJIMYECTBEHHYIO;

B) JOCTaTOUHYIO JJISl MTPAKTUYECKOTO UCITOJIb30BaHUS.

3. Ha 3nauenue adze3uu Hauboavliee 6AUSAHUE OKA3bIGACH:

a) QHEPTHS OcakIaeMbIX Ha TTOBEPXHOCTh YaCTHIIL;

0) paccTosIHUE OT TEXHOJOIMYECKOr0 MCTOYHUKA IO TTOMIOKKU;

B) LLIEPOXOBATOCTb MOBEPXHOCTH.
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